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Für die magnetische Abbildung werden bei der Hochfrequenz-MFM (HF-MFM)-Technik 
MFM-Cantilever benötigt, die auch bei hohen Frequenzen (derzeit bis zu 650 MHz, geplant 
bis 2 GHz) noch eine magnetische Hysterese aufweisen. Aus diesem Grund besputtern wir 
kommerzielle, mikrostrukturierte Si-Cantilever mit verschiedenen Ferrit- und Granat-
Schichten. Die Herstellungsparameter der Schichten auf (100)-Si Substraten und Cantilevern 
und die resultierenden Eigenschaften werden im Detail diskutiert. 
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